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改善するための最適アニール条件探索実験の手順を説明している。   










 第 6 章では、前章で明らかになった最適なアニール条件 (1.6～ 4 J/cm2)を用いて幅、
厚さ 5 μm、長さ 120 μm の引張軸方位<110>の単結晶シリコン試験片の単軸引張強度を
評価した。4 J/cm2の比較的高い照射エネルギーでは、平均引張強度が 4 GPa とアニー
ル前よりも 30%程度向上した。しかし、アニール前は正方形であった断面形状がほぼ
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円形となり、デバイスの動作を大きく変化させてしまう懸念がある。一方、 1.6 J/cm2
の低い照射エネルギーでは 6%程度の強度の改善を確認した。同様に引張軸方位<100>
の試験片についても 4 J/cm2の照射条件で引張強度が 30%向上し、アニールによる強度
改善の効果が結晶方位に依存しないことを示した。  
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（論文審査の結果の要旨）  









にした。局所アニールを用いることで、厚さ 10 μm、幅 5～10 μm 断面の梁構造を



















4 月 21 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期
課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。  
 
 
 3 
